Учебно-методический комплекс по дисциплине
ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
для студентов групп  Т9-37, Е8-01
Календарный план дисциплины
1 лекция
Введение. Классификация лазерных технологических процессов.
2 лекция
Физические процессы передачи энергии лазерного излучения металлам при поглощении. Характерные времена энергетической релаксации при взаимодействии лазерного излучения с металлами.

3 лекция
Механизмы поглощения лазерного излучения полупроводниковыми материалами.

4 лекция
Поглощающая и отражательная способности металлов.

Пространственно-временные характеристики лазерного излучения, как источника тепла

5 лекция
Дифференциальное уравнение теплопроводности (постановка задачи, начальные и краевые условия для лазерного излучения, как источника тепла).

Дифференциальное уравнение теплопроводности (решение в одномерном случае).

6 лекция
Критические плотности мощности лазерного излучения.  Характерные скорости нагрева металла при поглощении лазерного излучения. Характерные скорости охлаждения металла при поглощении лазерного излучения. Градиент температуры при нагреве металла лазерным излучением (для решения одномерной задачи). Нелинейные задачи нагрева металла при поглощении лазерного излучения.

7 лекция
Физические свойства лазерной плазмы.

8 лекция
Физические методы исследования взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом.

9 лекция
Структурные схемы лазерных технологических установок. Проблемы фокусировки мощного лазерного излучения. Проекционный способ обработки поверхности лазерным излучением. Оптические абберации. Оптические системы и оптические материалы лазерных технологических установок.
10 лекция
Лазерные технологические установки на основе твердотельных лазеров. Квантроны. Осветители.

Активные элементы твердотельных лазерных технологических установок. Диодная накачка. Волоконные лазеры.

11 лекция

Классификация мощных газовых лазеров.  К.П.Д. мощных СО2 лазеров. Лазерные технологические установки на основе непрерывных СО2 лазеров с диффузионным охлаждением. Лазерные технологические установки на основе быстропроточных СО2 лазеров с продольной прокачкой. Лазерные технологические установки на основе быстропроточных СО2 лазеров с поперечной прокачкой. Лазерные технологические установки на основе импульсных и импульсно-периодических СО2 лазеров.

12 лекция

Лазерная технология полупроводников. Классификация лазерных технологических процессов в микроэлектронике. Лазерные операции подготовительного уровня. Лазерная очистка поверхности, геттерирование, улучшение свойств поверхности. Лазерные операции основного уровня: получение силицидов, окисление, травление.
13 лекция

Лазерная технология полупроводников Лазерные операции основного уровня: импульсный лазерный отжиг, лазерное легирование. Физические модели импульсного лазерного отжига полупроводников. 

14 лекция.

Лазерные операции основного уровня: лазерное напыление тонких пленок. Лазерные операции завершающего уровня: скрайбирование, подгонка. Применение лазеров в технологии монтажа печатных плат.

15 лекция
Лазерная химия (фотофизические и фотохимические процессы). 

16 лекция
Лазерная химия (лазерное разделение изотопов). Разделение изотопов для атомной энергетики.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































